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摘要(译)

本发明的方面可以提供一种制造有机金属化合物膜的方法，该方法能够
通过稳定地形成具有有机金属化合物的膜，增加结界面的结合力并实现
超薄膜，有机金属化合物膜和有机电子器件。 （例如，有机电致发光器
件，有机太阳能电池或有机薄膜晶体管）和配备有有机金属化合物膜的
电子器件。在基板上制造有机金属化合物薄膜的方法可包括通过液相工
艺形成有机材料的步骤和通过气相工艺形成金属以形成有机金属化合物
薄膜的步骤有机材料和金属。
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